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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月20日(2016.1.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察対象物の屈折率と略等しい屈折率を有し、前記観察対象物と光学的に結合されるこ
とで、前記観察対象物から発生するテラヘルツ電磁波を取り出す取出部と、
　前記観察対象物が配置される第１の焦点と、前記取出部により取り出された前記テラヘ
ルツ電磁波を検出する光伝導素子が配置される第２の焦点とを有し、前記取り出されたテ
ラヘルツ電磁波を前記光伝導素子へ導く、楕円形状の反射面と
　を具備する光学系。
【請求項２】
　請求項１に記載の光学系であって、
　前記観察対象物は、観察対象となるデバイスである
　光学系。
【請求項３】
　請求項２に記載の光学系であって、
　前記取出部は、前記デバイスに近接又は当接される平面形状の取出面と、前記取り出さ
れたテラヘルツ電磁波を出射する曲面形状の出射面とを有する第１の固浸レンズからなり
、
　前記楕円形状の反射面は、楕円面鏡である
　光学系。
【請求項４】
　請求項１から３のうちいずれか１項に記載の光学系であって、さらに、
　前記光伝導素子の屈折率と略等しい屈折率を有し、前記光伝導素子と光学的に結合され
ることで、前記楕円形状の反射面により導かれた前記テラヘルツ電磁波を前記光伝導素子
へ集光させる集光部を具備する
　光学系。
【請求項５】
　請求項４に記載の光学系であって、
　前記集光部は、前記楕円形状の反射面により導かれた前記テラヘルツ電磁波が入射する
曲面形状の入射面と、前記光伝導素子に近接又は当接される平面形状の結合面とを有する
第２の固浸レンズからなる
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　光学系。
【請求項６】
　請求項３から５のうちいずれか１項に記載の光学系であって、
　前記楕円面鏡には、前記テラヘルツ電磁波を反射させる反射膜材が形成される
　光学系。
【請求項７】
　請求項３から５のうちいずれか１項に記載の光学系であって、
　前記楕円面鏡は、前記テラヘルツ電磁波を反射させる材料からなる
　光学系。
【請求項８】
　請求項３から７のうちいずれか１項に記載の光学系であって、
　前記取出部は、前記デバイスにパルスレーザーが照射されることにより発生する前記テ
ラヘルツ電磁波を取り出し、
　前記第１の固浸レンズの取出面には、前記テラヘルツ電磁波を透過させ、前記パルスレ
ーザーを反射させる第１の膜材が形成される
　光学系。
【請求項９】
　請求項５から８のうちいずれか１項に記載の光学系であって、
　前記第２の固浸レンズの入射面には、前記テラヘルツ電磁波を透過させ、前記パルスレ
ーザーを反射させる第２の膜材が形成される
　光学系。
【請求項１０】
　請求項３から９のうちいずれか１項に記載の光学系であって、
　前記第１の固浸レンズの取出面は、前記デバイスから１ｍｍ以下の範囲内に配置される
　光学系。
【請求項１１】
　請求項５から１０のうちいずれか１項に記載の光学系であって、
　前記第２の固浸レンズの結合面は、前記光伝導素子から１ｍｍ以下の範囲内に配置され
る
　光学系。
【請求項１２】
　請求項２に記載の光学系であって、
　前記取出部は、前記デバイスに近接又は当接される平面形状の第１の面を有する楕円レ
ンズからなり、
　前記楕円形状の反射面は、前記楕円レンズが有する楕円形状の第２の面からなる
　光学系。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の光学系であって、さらに、
　前記楕円レンズが有する前記光伝導素子に近接又は当接される平面形状の第３の面から
なる、前記第２の面により導かれた前記テラヘルツ電磁波を前記光伝導素子へ集光するた
めに、前記光伝導素子と光学系に結合される結合面を具備する
　光学系。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載の光学系であって、
　前記第２の面には、前記テラヘルツ電磁波を反射させる反射膜材が形成される
　光学系。
【請求項１５】
　請求項１２から１４のうちいずれか１項に記載の光学系であって、
　前記取出部は、前記デバイスにパルスレーザーが照射されることにより発生する前記テ
ラヘルツ電磁波を取り出し、
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　前記第１の面には、前記テラヘルツ電磁波を透過させ、前記パルスレーザーを反射させ
る膜材が形成される
　光学系。
【請求項１６】
　請求項１３から１５のうちいずれか１項に記載の光学系であって、
　前記第１の面は、前記デバイスから１ｍｍ以下の範囲内に配置され、
　前記第３の面は、前記光伝導素子から１ｍｍ以下の範囲内に配置される
　光学系。
【請求項１７】
　請求項２に記載の光学系であって、
　前記取出部は、前記デバイスに近接又は当接される平面形状の取出面と、前記取り出さ
れたテラヘルツ電磁波を出射する曲面形状の出射面とを有する第１の固浸レンズを含み、
　前記楕円形状の反射面は、前記第１の固浸レンズが取り付けられる第１の取付部が形成
された楕円レンズが有する楕円形状の面からなる
　光学系。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の光学系であって、さらに、
　前記楕円形状の面により導かれた前記テラヘルツ電磁波が入射する入射面と、前記光伝
導素子に近接又は当接される平面形状の結合面とを有し、前記楕円レンズに形成された第
２の取付部に取り付けられる第２の固浸レンズを具備する
　光学系。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の光学系であって、
　前記第１の固浸レンズは、前記デバイスの屈折率と略等しい第１の屈折率を有し
　前記第２の固浸レンズは、前記光伝導素子の屈折率と略等しい第２の屈折率を有する
　光学系。
【請求項２０】
　パルスレーザーを発生する光源と、
　観察対象物に前記パルスレーザーが照射されることにより発生するテラヘルツ電磁波を
検出する光伝導素子と、
　前記観察対象物の屈折率と略等しい屈折率を有し、前記観察対象物と光学的に結合され
ることで、前記観察対象物から発生する前記テラヘルツ電磁波を取り出す取出部と、
　前記観察対象物が配置される第１の焦点と、前記光伝導素子が配置される第２の焦点と
を有し、前記取り出されたテラヘルツ電磁波を前記光伝導素子へ導く、楕円形状の反射面
と
　を具備するテラヘルツ放射顕微鏡。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のテラヘルツ放射顕微鏡であって、
　前記光源は、前記観察対象物に前記パルスレーザーを照射することにより、1010(Hz)以
上1014(Hz)以下の周波数を有するテラヘルツ電磁波を発生させる
　テラヘルツ放射顕微鏡。
【請求項２２】
　請求項２０又は２１に記載のテラヘルツ放射顕微鏡であって、
　前記光源は、2μm以下の波長及び100ps以下のパルス幅を有するパルスレーザーを発生
する
　テラヘルツ放射顕微鏡。
【請求項２３】
　テラヘルツ放射顕微鏡を利用してデバイスの欠陥を検査する工程を含むデバイスの製造
方法であって、
　光源によりパルスレーザーを発生させ、
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　前記デバイスの屈折率と略等しい屈折率を有する取出部を、前記デバイスと光学的に結
合させることで、前記デバイスから発生する前記テラヘルツ電磁波を取り出し、
　第１の焦点及び第２の焦点を有する楕円形状の反射面により、前記第１の焦点に配置さ
れた前記デバイスから前記第２の焦点に配置された光伝導素子へ、前記取り出されたテラ
ヘルツ電磁波を導き、
　前記光伝導素子により前記テラヘルツ電磁波を検出させる
　デバイスの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
　なお、本技術は以下のような構成も採ることができる。
（１）観察対象物の屈折率と略等しい屈折率を有し、前記観察対象物と光学的に結合され
ることで、前記観察対象物から発生するテラヘルツ電磁波を取り出す取出部と、
　前記観察対象物が配置される第１の焦点と、前記取出部により取り出された前記テラヘ
ルツ電磁波を検出する光伝導素子が配置される第２の焦点とを有し、前記取り出されたテ
ラヘルツ電磁波を前記光伝導素子へ導く、楕円形状の反射面と
　を具備する光学系。
（２）（１）に記載の光学系であって、
　前記観察対象物は、観察対象となるデバイスである
　光学系。
（３）（２）に記載の光学系であって、
　前記取出部は、前記デバイスに近接又は当接される平面形状の取出面と、前記取り出さ
れたテラヘルツ電磁波を出射する曲面形状の出射面とを有する第１の固浸レンズからなり
、
　前記楕円形状の反射面は、楕円面鏡である
　光学系。
（４）（１）から（３）のうちいずれか１つに記載の光学系であって、さらに、
　前記光伝導素子の屈折率と略等しい屈折率を有し、前記光伝導素子と光学的に結合され
ることで、前記楕円形状の反射面により導かれた前記テラヘルツ電磁波を前記光伝導素子
へ集光させる集光部を具備する
　光学系。
（５）（４）に記載の光学系であって、
　前記集光部は、前記楕円形状の反射面により導かれた前記テラヘルツ電磁波が入射する
曲面形状の入射面と、前記光伝導素子に近接又は当接される平面形状の結合面とを有する
第２の固浸レンズからなる
　光学系。
（６）（３）から（５）のうちいずれか１つに記載の光学系であって、
　前記楕円面鏡には、前記テラヘルツ電磁波を反射させる反射膜材が形成される
　光学系。
（７）（３）から（５）のうちいずれか１つに記載の光学系であって、
　前記楕円面鏡は、前記テラヘルツ電磁波を反射させる材料からなる
　光学系。
（８）（３）から（７）のうちいずれか１つに記載の光学系であって、
　前記取出部は、前記デバイスにパルスレーザーが照射されることにより発生する前記テ
ラヘルツ電磁波を取り出し、
　前記第１の固浸レンズの取出面には、前記テラヘルツ電磁波を透過させ、前記パルスレ
ーザーを反射させる第１の膜材が形成される
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　光学系。
（９）（５）から（８）のうちいずれか１つに記載の光学系であって、
　前記第２の固浸レンズの入射面には、前記テラヘルツ電磁波を透過させ、前記パルスレ
ーザーを反射させる第２の膜材が形成される
　光学系。
（１０）（３）から（９）のうちいずれか１つに記載の光学系であって、
　前記第１の固浸レンズの取出面は、前記デバイスから１ｍｍ以下の範囲内に配置される
　光学系。
（１１）（５）から（１０）のうちいずれか１つに記載の光学系であって、
　前記第２の固浸レンズの結合面は、前記光伝導素子から１ｍｍ以下の範囲内に配置され
る
　光学系。
（１２）（２）に記載の光学系であって、
　前記取出部は、前記デバイスに近接又は当接される平面形状の第１の面を有する楕円レ
ンズからなり、
　前記楕円形状の反射面は、前記楕円レンズが有する楕円形状の第２の面からなる
　光学系。
（１３）（１２）に記載の光学系であって、さらに、
　前記楕円レンズが有する前記光伝導素子に近接又は当接される平面形状の第３の面から
なる、前記第２の面により導かれた前記テラヘルツ電磁波を前記光伝導素子へ集光するた
めに、前記光伝導素子と光学系に結合される結合面を具備する
　光学系。
（１４）（１２）又は（１３）に記載の光学系であって、
　前記第２の面には、前記テラヘルツ電磁波を反射させる反射膜材が形成される
　光学系。
（１５）（１２）から（１４）のうちいずれか１つに記載の光学系であって、
　前記取出部は、前記デバイスにパルスレーザーが照射されることにより発生する前記テ
ラヘルツ電磁波を取り出し、
　前記第１の面には、前記テラヘルツ電磁波を透過させ、前記パルスレーザーを反射させ
る膜材が形成される
　光学系。
（１６）（１３）から（１５）のうちいずれか１つに記載の光学系であって、
　前記第１の面は、前記デバイスから１ｍｍ以下の範囲内に配置され、
　前記第３の面は、前記光伝導素子から１ｍｍ以下の範囲内に配置される
　光学系。
（１７）（２）に記載の光学系であって、
　前記取出部は、前記デバイスに近接又は当接される平面形状の取出面と、前記取り出さ
れたテラヘルツ電磁波を出射する曲面形状の出射面とを有する第１の固浸レンズを含み、
　前記楕円形状の反射面は、前記第１の固浸レンズが取り付けられる第１の取付部が形成
された楕円レンズが有する楕円形状の面からなる
　光学系。
（１８）（１７）に記載の光学系であって、さらに、
　前記楕円形状の面により導かれた前記テラヘルツ電磁波が入射する入射面と、前記光伝
導素子に近接又は当接される平面形状の結合面とを有し、前記楕円レンズに形成された第
２の取付部に取り付けられる第２の固浸レンズを具備する
　光学系。
（１９）（１８）に記載の光学系であって、
　前記第１の固浸レンズは、前記デバイスの屈折率と略等しい第１の屈折率を有し
　前記第２の固浸レンズは、前記光伝導素子の屈折率と略等しい第２の屈折率を有する
　光学系。
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（２０）パルスレーザーを発生する光源と、
　観察対象物に前記パルスレーザーが照射されることにより発生するテラヘルツ電磁波を
検出する光伝導素子と、
　前記観察対象物の屈折率と略等しい屈折率を有し、前記観察対象物と光学的に結合され
ることで、前記観察対象物から発生する前記テラヘルツ電磁波を取り出す取出部と、
　前記観察対象物が配置される第１の焦点と、前記光伝導素子が配置される第２の焦点と
を有し、前記取り出されたテラヘルツ電磁波を前記光伝導素子へ導く、楕円形状の反射面
と
　を具備するテラヘルツ放射顕微鏡。
（２１）（２０）に記載のテラヘルツ放射顕微鏡であって、
　前記光源は、前記観察対象物に前記パルスレーザーを照射することにより、1010(Hz)以
上1014(Hz)以下の周波数を有するテラヘルツ電磁波を発生させる
　テラヘルツ放射顕微鏡。
（２２）（２０）又は（２１）に記載のテラヘルツ放射顕微鏡であって、
　前記光源は、2μm以下の波長及び100ps以下のパルス幅を有するパルスレーザーを発生
する
　テラヘルツ放射顕微鏡。
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